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Verfahren zur beriihrungslosen Abstandsmessung 



Die Erfindung betriff t ein Verfahren zur bertthrungs- 
losen Abstandsmessung:. 

Es ist bereits ein Verfahren zur beriihrungslosen Ab- 
standsmessung bekannt gevorden, bei dem ein Licht- 
bundel auf die bezilglich ihres Abstandes vom GerMt 
zu messende Flaehe gerichtet und die Strahlung, die 
von der dort entstehenden Lichtmarke reflektiert 
wird, teilveise durch eine Linse auf eine Anordnung 
von zwei Fotodioden gerichtet wird, Befindet sich 
die Mefifl&che in einem bestimraten Abstand vom Gerat, 
dann erhttlt jede Fotodiode genau die gleiche Menge 
ref lektierten Lichts. Bei einer A bs tand sender ung der 
Meflfl&che wird die Lichtver teilung dagegen zunehmend 
unsymmetrischer. Mit einer geeigneten Schaltung l&Bt 
sich Uber diese ungleichmaBige Lichtverteilung die 
GrbBe der Abs tandsanderung ermitteln. Vegen der Ab- 
hangigkeit von der Oberf lRchenbeschaf f enheit des 
MeUobjekts und von der Intensitat der Strahlung so- 
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vie von dor Temperatur dor Fotodotok toren 1st das 
bekannte MeBverfahren nicht aehr genau. 

Der Erf iadung liegt die Aufgabe zugrunde , ein ober- 
flfclchen-, intensitats- und tempera turunabh^ngiges 
Verfahren der bertihrungslosen Abstandsmessung zu 
echaffen, mit dem innerhalb eines vorgegebenen Be- 
reichs AbstMnde auch zu einer dlffus reflektieren- 
den Fl&che mit grofier Genauigkeit gemessen warden 
kttnnen. 

Zur Lbsung dieser Aufgabe wird erf indungegema'B vor- 
geschlagan, dafl die sich beim Lichtschnittverfahren 
aus einer Abs tandsanderung zwischen Bezugspunkt und 
MeBobjekt ergebende Verschiebung eines Uber einen 
einstellbaren Spiegel auf einetn or tsempf indiichen 
Fotoempfftnger abgebildeten Spaltbildes durch eine 
Verstellung dee Spiegels kompensiert und die zur 
Kompensation erforderliche Spiegelvers tellung als 
MaO filr die zu measende Abe tandsiinde rung verwendet 
wird. 

Die Erfindung eoll nachstehend unter Bezugnahme auf* 
ein in der Zeichnung darges tell tes AusfUhrungsbei; 
spiel nUher erlttutert verden. Es zeigen: 
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Fig. 1 eine Vorrichtung zur DurchfUhrung dee erfin- 
dungBgemUBen Verfahrens und 

Fig. 2 ein Blockschaltbild dos elektrischen Tails 
dor Vorrichtung. 

Von einer Lampe 1 gelangt ein LichtbUndel Uber einen 
Kondensor 2, einen Spalt 3, einen Spiegel k und eine 
schlitzformige Aperturblende 5 zu einem Objetiv 6 
und vird auf dem Meuobjekt 8 abgebildet. Das von der 
Me Of 1 acne reflektierte oder gestreute Licht gelangt 
zum Teil wieder in das Objektiv 6 und wird Uber eine 
zweite schlitzformige Aperturblende 5 1 . einen festen 
Spiegel 9, 10 und einen drehbaren Galvanometer Spie- 
gel 12 auf zvei MeBf otoeletnenten 13 abgebildet. Be- 
findet sich die Meflfiache 8 genau in der Bezugsebene, 
dann liegt das empf angssei tige sekundare Spaltbild Mi 
in der Mitte der beiden Fotoelemente. Ver&ndert sich 
der Abstand der Meflfl&che zum Gerat, so wandert das 
sekundare Spaltbild Ik seitlich Uber die Fotoelemen- 
te 13. Durch das Spiegelgalvanometer 12 wird jeweile 
ein Strom in Bolcher Starke geschickt, dafl die Spie- 
gel verkippung das sekundare Spaltbild Ik wieder in 
die Mitte der Fotoelemente 13 bringt. Der Strom durch 
das Galvanometer ist der Spiegelverkippung proportio- 
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nal und datnit auch ein Matt ftir die Entfernung der 
MeOflftche 8 von der Bezugsebene, * 

Vor dera Galvanome torspiegel 12 kann ein Tail des 
Lichta von einem t e i 1 dur chltt s s igen Spiegel 11 (z.B. 
10 56 Reflexion) obgetrennt und iiber den Spiegel 15 
ein weiteres Spaltbild auf eine Anordnung von drei 
Fotoelementen 16 gevorfen warden. Dieae Fotoelemen- 
te bestimmen den MeObereich in der Veise, dafl das 
Spaltbild Uberviegend auf dem mittleren Fotoelement 
liegen muB , venn eine Messung erfolgen soil. 

Die Meflf otoelemente 13 eind antlparallel geschaltet , 
so daft ale gemeinsam eine positive oder negative 
Spannung abgeben, Je nachdem welches der beiden Ele- 
mente starker beleuchtet wird. Liegt das Spaltbild 
in der Mitte, so iat die Spannung Null. Ein Gleich- 
spannungsvers tfelrker 17 mi t mbglichst geringem Null - 
punktfehler gibt die verstarkte Fo t o spannung auf ein 
Integra tionsglled 18. Der Ausgang des Integrations- 
glleds 18 wird iiber einen hohen Vorwiders tend an das 
Spiegelgelvanometer 12 gefdhrt, Datnit 1st der Strom 
durch das Galvanometer der Ausganga spannung des In- 
tegra t ions gll eds 18 proportional; diese Spannung kann 
deshalb an den MeOausgang gegeben werden. Das Inte- 
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grationsglied 18 lttflt den Strom durch daa Spiegel- 
galvanometer 12 ao lang anvachaen, bia die Spannung 
an den antiparallel geechalteten Fotoelementen zu 
Null geworden iat, d.h. daa Spaltbild In der Mltte 
der Elemente liegt. Bel dieaer Nachflihrung iat die 
Endatellung dea Spiegela 12 und damit der Meflwert 
nicht von der Inteneitttt dea Spaltbildea abhangig. 

Zur Meflbereichserkennung dlenen die drei Bereicne- 
f otoelemente 16; ale eind ao zuaammengeachaltet f 
da!3 eine poaitive Spannung entsteht, venn auf daa 
mittlere Element mehr Licht fMllt ala auf die beiden 
aufieren, dagegen eine negative Spannung, venn auf 
ein aufleras mehr Licht auftrifft. Dieae Spannung 
wird durch dan Gleichapannungaveratftrker 19 ver- 
at&rkt und mit dem Schmitt-Trigger 20 tiber einen 
Schalter 21 das Galvanometer eingeachal tet • Dadurch 
warden unkontrollierte Bewegungen des Spiegela ver- 
nindert, venn aich kein Meflobjekt im Meflbereich dea 
GerUtea befindet. 
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Yerfahren zur beriihrungslosen Abe tandsraesaung , 
dadurch gekennzeichmtt, dafl die aich beim Licht- 
schnittverfahren aus einer Abstandsttnderung zwi- 
s chen Bezugspunkt und MeOobjekt (8) ergebende 
Yerschiebung elnea tiber eineu eina tellbaren Spie- 
gel (12) auf eiuen or teempfindl ichen Fotoempf a\n- 
ger abgebildetan Spaltbildes ( 1 k ) durch elne Ver- 
st el lung dea Spiegela (12) kompenaiert und die zur 
Kompenaation erf orderliche Spiegelvera tellung ala 
Mafl fUr die zu toe as end* Abstand»anderung verwendet 
wird. 

Yarfahren nach Anapruch 1, dadurch gekenazeichnet, 
dafl daa Spaltbild (1^) auf zwei antiparallel ge- 
schalteten Fotoeleuenten (13) abgebildet wird. 

Verfahren nach einem der Anaprliche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet t dafl vox* den eina tellbaren 
Spiegel (12) mit Hilfe einea tell tranaparenten 
Spiegela (ll) ein Teil dea Lichtatrahla abge- 
zweigt und einer aua drei Fotoelementen (16) ai- 
ternierender Polaritttt aufgebauten Einhelt zur 
Meflberaichabeatiunung zugefUhrt wird. 
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4. Verfahren nach einem dor Ansprliche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeicb.net, daO der Galvanometerspie- 
gel (12) alektrisch eingestellt wird. 
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